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はじめに 

カーボンナノ素材は金属より優れている性質を有するため、様々な分野で使われている素材である。

本研究ではプラズマ CVD 装置を用いて、電界放射型電子源の先端材料としての炭素針状結晶の形成を

試みている。 

実験方法 

プラズマ CVD 法はプラズマを用いてガスを分解し、様々

な物質の薄膜を形成する方法の一つである。我々の過去の実

験では、メタンガスとアルゴンガスの分圧比あるいはプラズ

マ強度を変えて実験を行ったところ、様々な形態を有する炭

素薄膜の形成が観察された。１）本研究は CH4と Ar の混合

比 1：3で実験を行った結果、炭素の針状結晶が得られたの

で報告する。SEM 観察には導電性が必要なため、パラジウムを蒸着したガラス基板を用いた。2.45[GHz]

のマイクロ波出力装置から入射波電力約 200[W]でプラズマを発生させて、基板上に炭素薄膜を形成さ

せた。基板は、図 1 に示すようにプラズマ装置のガラス管内の 3 ヶ所（A、B、C）に配置した。これ

ら 3ヶ所では、プラズマ強度が Aから Cにかけて弱くなる。プラズマ強度の異なるこれら 3枚の基板

上では異なる形態の薄膜が形成さ

れた。 

実験結果 

CH₄:20[Pa]、Ar:60[Pa]の混合ガス

の条件下でプラズマを発生させ、薄

膜形成を行った。一例として位置 B

の基板上に形成された炭素薄膜の

SEM 観察結果を図 2 に示す。（a）は

1000倍、（ｂ）は 10000倍での観察結果である。基板上には無数の球状及び針状結晶の構造体が形成さ

れていることがわかる。EDS 解析を行ったところ、球状の形態や針状結晶は炭素で形成されているこ

とがわかった。これは電界放射電子源の先端材料としての可能性を示唆するものである。他の基板配

置 A、Cにおける結果やガス圧及び薄膜形成時間を変えた結果等について、当日発表する。 
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図１．プラズマ装置の概略図 

図 2．位置 Bの SEM 写真 
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